1. Lazerinis jonizuojančios spinduliuotės didelės momentinės dozės generavimo įrenginys, apimantis: 

įrenginio korpusą (1) su vakuumine optine sistema (3), kurioje patalpinti: lazerinis plazmos greitintuvas, skirtas elektronų pluoštui sukurti ir greitinti, į kurį optinių priemonių pagalba nukreipiama impulsinė lazerio spinduliuotė iš lazerio impulsų šaltinio (2), elektronų pluošto fokusavimo sistema, nukreipianti elektronų pluoštą iš lazerinio plazmos greitintuvo į apšvitinimui pasirinktą vietą bei lazerio impulsinės spinduliuotės ir elektronų pluošto stabilizavimo ir valdymo priemonės,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėto lazerio impulsų šaltinis (2) parinktas generuoti lazerio impulsinę spinduliuotę, kurios impulso trukmė yra ribose nuo 5 iki 20 fs, impulso energija yra ribose nuo 5 iki 200 mJ ir bangos ilgis yra ribose nuo 380 iki 4000 nm, o optinės priemonės (15, 16), skirtos lazerio spinduliuotei (14) nukreipti į lazerinį plazmos greitintuvą, sukonstruotos taip, kad suformuotų iš dalies nedifraguojantį lazerio pluoštą (17), ir kompensuotų elektronų ir lazerio pluošto grupinio greičio skirtumus bei impulso fronto savimoduliaciją, kur lazerinis plazmos greitintuvas apima mikrotūtų seką (22), turinčią elektronų pluošto generavimo mikrotūtas (23) ir elektronų pluošto greitinimo mikrotūtas (24), bei atlieka elektronų pluošto krūvio ir erdvinio pasiskirstymo papildomą valdymą, keičiant plazmos kanalo matmenis ir koncentraciją, suformuojant minėtame lazeriniame plazmos greitintuve plazmos kanalą su diametru nuo 2 iki 10 µm, kur elektronų pluošto greitinimo zonos plazmos koncentracija yra suderinta su lazerio impulsinės spinduliuotės intensyvumu, impulso trukme ir bangos ilgiu.

2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad optinės priemonės (15, 16), skirtos iš dalies nedifraguojančiams pluoštams suformuoti yra laisvos paviršiaus formos asferinis veidrodis, atspindintis pluoštą nedideliu 10-30 laipsnių kampu, atžvilgiu krentančio pluošto ašies, kur pasirinktam pluošto atspindžio kampui, pluošto sklidimo atstumui ir centrinės smailės pločiui, tiksli veidrodžio paviršiaus forma apskaičiuojama geometrinės optikos metodais, minimizuojant atsispindėjusių spindulių susikirtimo su optine ašimi taškų nuokrypas nuo projektinių susikirtimo taškų, ir laisvos formos asferinio veidrodžio pagalba Gauso pluoštas sufokusuojamas į iš dalies nedifraguojančius pluoštus, sklindančius baigtinį atstumą.

3. Įrenginys pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad laisvos paviršiaus formos asferinis veidrodis suformuotas taip, kad keičiant skersinio veidrodžio profilį, atspindėta spinduliuotė kompensuotų elektronų ir lazerio pluošto grupinio greičio skirtumus bei impulso fronto savimoduliaciją.

4. Įrenginys pagal 1-3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vakuuminėje optinėje sistemoje elektronų pluošto kelyje už greitintuvo (18) numatytas taikinys (20), skirtas Rentgeno ir γ-spindulių diapazono stabdomosios spinduliuotės fotonams generuoti. 

5. Spindulinės terapijos sistema, kurioje panaudotas lazerinis jonizuojančios spinduliuotės didelės momentinės dozės generavimo įrenginys pagal bet kurį išradimo apibrėžties punktą 1-4.
